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 要  旨 
 電子機器には不要な電磁妨害波の放出（エミッション）を抑え，妨害波から影
響を受けず正常に動作する（イミュニティ）ことが求められている．これら電磁
両立性(EMC: Electromagnetic Compatibili y)と呼ばれる問題を解決するため，
不要な電磁妨害波の放射源の特定や放射のメカニズムの解明が行われている．こ
れらを明らかにすることより，電子機器の設計段階からこの問題を防ぐことが可
能となる． 
 これを目指す方法のひとつとして，回路基板やLSIチップ上の近傍電磁界を測定
し，その強度分布を可視化することが行われている．しかし電磁界分布そのもの
より，それらから求められるポインティングベクトル分布は電力の流れを示し，
放射だけでなく結合現象などのメカニズム解明に有用であると考えられる． 
 本論文では，新しい近傍界測定法として，シールデッドループ型磁界プローブ
を用い，電界より高精度に測定できる磁界の測定のみから，磁界の誤差補正，マ
クスウェル方程式に基づいた離散的なベクトル演算から電界分布，ポインティン
グベクトル分布を求め，可視化することを提案している． 
 磁界ループプローブによって測定される磁界への誤差補正は，水平方向の磁界
に対しては，測定される値はループを鎖交する磁界分布の重心であることと磁界
分布が3次の関数に従うとの仮定から，ループ中心の磁界を求め補正する方法を，
垂直方向の磁界に対しては，信号処理的な画像復元手法を用いた． 
 この手法の有効性を，ベクトルポテンシャルによる理論解析で求められる電磁
界において，測定される磁界はループを鎖交する磁界の平均として，検証してい
る．また実験とFDTD法による数値解析シミュレーションとの比較検討も行ってい
る．結果，ループプローブよって測定される磁界に誤差が生じ，電界の推定に影
響していることを明らかにした．そして，磁界の誤差補正によりある程度，この
問題を解決する結果を得た． 
 最後に，マイクロストリップ線路（整合終端，短絡終端），曲がりのあるマイ
クロストリップ線路，平行2本マイクロストリップ線路上の近傍界測定の実験を行
い，電磁界，ポインティングベクトル分布の評価をし，測定される磁界分布から
ではわからない定性的な見解を得た． 
 
